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摘要(译)

用于进行测定的流体装置可包括控制部件，例如真空泵，气泵，“断开阀”
和“自闭阀”，用于控制流体装置中的流体流动。真空泵可用于在通道中沿
特定方向拉动流体，并且气泵可用于在通道中沿特定方向推动流体。破
开阀可用于在使用者的控制下连接两个单独的区域，并且自闭阀可用于
在流体通过后自动密封通道。真空泵，气泵，破开阀和自闭阀可以制成
小体积，使得流体装置可以制成小型便携式装置。
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